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Аннотация 
 

Дисциплина «Цифровая обработка изображений» входит в образовательную 

программу высшего образования по направлению подготовки/ специальности 11.03.04 

«Электроника и наноэлектроника» направленности «Промышленная электроника». 

Дисциплина реализуется кафедрой «№41». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

ПК-5 «Способен строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения.» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обработкой 

двумерных массивов данных, представляющих собой отсчеты растровых изображений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «    русский    » 

 


